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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми: Останні дослідження в області оптичних дис­

кових систем сконцентровані навколо питань прискорення доступу 

до інформації, підвищення густини запису і надійності відтворення. 

При цьому необхідно розв’язувати проблеми зменшення відстані 

між доріжками, розмірів пітів і зчитуючої плями, використання ви- 

сокоапертурних об’єктивів і більш короткохвильових лазерів. Поя­

ва великої кількості нових світлочутливих матеріалів для оптичного 

запису із суттєво відмінними оптичними характеристиками зали­

шає незмінно актуальним питання вибору оптимальної геометрії 

преформатованої структури оптичного носія і моделювання процесу 

дифракційної взаємодії сфокусованого лазерного випромінювання з 

рельєфонесучою поверхнею.

Достовірне математичне моделювання процесу зчитування не­

можливе без точної інформації про оптичні параметри активного 

шару носія (AUI). Однією з найбільш чутливих методик діагностики 

стану поверхні і структури тонких поверхневих плівок є метод 

еліпсометрії. Однак даний метод не є універсальним, і для кожної 

відбиваючої системи із суттєво відмінними параметрами і структу­

рою є необхідним пошук адекватної математичної моделі поверхні, 

оптимальних умов експерименту, надійного методу розв’язку обер­

неної задачі. На даний час розробка надійних і достатньо універ­

сальних методів розв’язку оберненої задачі еліпсометрії є самостій­

ним напрямком досліджень.

Підвищення густини запису вимагає вдосконалення методів 

дослідження і технологічного контролю мікроструктури поверхні 

оптичних носіїв інформації. Проблеми деградації сигналів слідку­

вання внаслідок наявності на ведучій доріжці рельєфних і амплітуд­

них пітів, зменшення розмірів світлової плями запису/зчитування 

методом аподизації, використання конфокальної і напівконфокаль- 

ної схем для підвищення роздільної здатності при зчитуванні - всі ці
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питання вимагають аналізу методами математичного і фізичного 

моделювання.

Метою роботи є розробка ефективної методики і дослідження оп­

тичних параметрів високопоглинаючих активних шарів оптичних 

дискових носіїв інформації і на основі отриманих результатів моде­

лювання процесу зчитування з метою оптимізації преформатованої 

мікроструктури поверхні.

Досягнення поставленої мети передбачає:

-проведення аналізу умов еліпсометричного експерименту з ви­

користанням суттєво неідеального компенсатора;

-визначення оптимальних умов еліпсометричного експерименту 

для знаходження трьох параметрів поглинаючої плівки;

-розробку методу оцінки величин похибок різноманітних еліпсо- 

метричних метрдик, а також визначення нульового наближення і 

меж пошуку для розв’язку оберненої задачі;

-вибір ефективної методики еліпсометричних вимірювань для си­

стеми поглинаюча плівка - прозора підкладка, порівняння точності 

методики з відомими методами і проведення вимірювань;

-розробку напівкількісної математичної моделі процесу зчиту­

вання і слідкування за ведучою доріжкою, для якісної оцінки впливу 

параметрів системи оптичний канал - диск на корисні сигнали;

-проведення модельних математичних експериментів на основі 

строгої скалярної теорії дифракції для визначення оптимальної кон­

струкції записуваних оптичних дисків з активним середовищем на 

основі органічних барвників;

-розробку пристрою для дослідження мікроструктури поверхні 

оптичного носія інформації.

Наукова новизна. В дисертаційній роботі вперше отримані спів­

відношення для частинних похідних еліпсометричних параметрів 

дД /ЗР , гЛР /<5 А, дЧ*/дР по азимутах поляризатора і аналізатора в 

положенні погасання і для їх мінімальних змін оЛ  ,оЧ*. які можуть
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бути зафіксовані еліпсометром при умові використання суттєво 

неідеального компенсатора. На основі даних співідношень запропо­

новано метод визначення точності еліпсометричних вимірювань з 

суттєво неідеальним компесатором. Показана приципова можли­

вість таких вимірювань, і для конкретних моделей поверхні здійсне­

но визначення оптимальних умов такого експерименту.

Розроблений оригінальний метод знаходження середньоквадра- 

тичної похибки (ССП) визначення параметрів поглинаючої плівки

Xs=((Sn2-f (5k2+(5d2)I//2 як для чисто еліпсометричних методик - 

багатокутової і імерсійної, так і для комплексної на основі еліпсо­

метричних вимірювань і фотометрії коефіцієнта пропускання. Про­

ведений порівняльний аналіз даних методик.

Визначені оптимальні геометричні параметри преформатованої 

мікроструктури поверхні оптичного диска для одноразового запису 

на основі поліметинового барвника.

Основні положення, шо виносяться на захист:

1. Співвідношення для величин мінімальних змін еліпсометрич­

них параметрів системи оД які можуть бути зареєстровані еліп­

сометром із суттєво неідеальним компенсатором, що дозволяє виз­

начити точність вимірювань в схемі з неідеальним‘компенсатором 

для довільних моделі поверхні і умов експеримету.

2. Область оптимальних умов еліпсометричного експерименту по 

багатокутовій методиці при збільшенні неідеальності компенсатора 

(<5е-»0,я) зміщується з області головного кута падіння (Д =л/2) в 

область нормального або ковзного падіння промення, в залежності 

від вихідної моделі поверхні.

3. Похибки визначення параметрів поглинаючої плівки за чисто 

еліпсометричною методикою вимірювань при багатьох кутах падін­

ня зростають при зменшенні товщини плівки і зростанні її показни­

ка заломлення і коефіцієнта поглинання.
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4. Методики визначення ССП Xs=(<5 n2+<5 k2+(5 d2) 1̂ 2 для 

довільних експериментальних ситуацій, створюваних при чисто 

еліпсометричних вимірюваннях параметрів поглинаючої плівки в 

одношаровій моделі, а також ССП для довільних експерименталь­

них умов комплексного методу еліпсометричних і фотометричних 

вимірювань, що дало змогу порівняти точність усіх згаданих методів 

для моделей з суттєво відмінними параметрами.

5. Додаткова експериментальна інформація, отримувана з фото­

метричних вимірювань коефіцієнта пропускання системи високо- 

поглинаюча плівка-прозора підкладка, поряд з результатами еліп­

сометричних вимірювань по багатокутовій методиці дає приципову 

можливость вийти на достовірні розв’язки оберненої задачі в тих ви­

падках, коли чисто еліпсометричні вимірювання непридатні для да­

ної моделі поверхні.

6. Набори оптимальних геометричних параметрів преформатова- 

ної мікроструктури рельсфонесучої поверхні носіїв з активним ша­

ром на основі органічних барвників із змішаною амплітудно-фазо­

вою модуляцією хвильового фронту скануючого пучка, які забезпе­

чують максимальну надійність процесів пошуку інформації, 

слідкування за доріжкою, зчитування інформаційних сигналів, і 

мінімальну деградацію сигналів слідкування внаслідок наявності на 

ведучій доріжці пітів різних типів.

Наукова і практична цінність.

Запропоновані методи вибору оптимальних умов еліпсометрич- 

ного експерименту дають змогу організувати вимірювання оптич­

них параметрів системи плівка-підкладка з максимальною точністю 

як для схеми з ідеальним компенсатором, так і для схеми з суттєво 

неідеальним компенсатором. Запропонована оригінальна методика 

порівняння точності результатів еліпсометричних вимірювань, ор­

ганізованих різними методами. Це дає можливість вибору опти­
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мального методу вимірювань для конкретної моделі поверхні. За­

пропоновані набори оптимальних профілів преформатованої струк­

тури рельєфонесучої поверхні оптичних дисків для одноразового за­

пису на основі органічних барвників.

Апробація роботи: Основні результати дисертації доповідалися і 

обговорювались на 10-ій Міжнародній конференції з експеримен­

тальної механіки (Лісабон, 1994), Міжнародній конференції з оп­

тичної діагностики матеріалів і пристроїв для опто-, мікро- та кван­

тової електроніки (Кіїв, 1995), міжнародній науковій конференції, 

присв’яченій 150-річчювіддня народження 1. Пулюя (Львів, 1995), 

5-ій Всесоюзній науково-технічній конференції "Стан і перспекти­

ви розвитку побутової радіоелектронної апаратури (ПРЕА)" (Львів, 

1988), 6-ій Всесоюзній науково-технічній конференції "Стан і перс­

пективи розвитку побутової радіоелектронної апаратури" 

(Львів, 1990), конференції присвяченій 50-ти річчю фізичного фа­

культету Львівського університету (Львів 1994),

Публікації. Результати роботи викладені у 14 публікаціях

Особисто автором отримані співвідношення для розрахунку похи­

бок еліпсометричних вимірювань при наявності суттєво неідеально­

го компенсатора, проведений аналіз оптимальних умов еліпсомет­

ричного експерименту по визначенню параметрів одношарової мо­

делі поглинаюча плівка-прозора підкладка. Методика визначення 

середньої похибки еліпсометричних методик розроблена особисто 

автором. Всі вимірювання параметрів активних шарів оптичних 

носіїв інформації виконані автором. Розроблена спрощена модель 

дифракції сфокусованого пучка на рельєфній структурі, і проведені 

модельні експерименти по визначенню оптимальної структури по­

верхні носіїв на основі органічних матеріалів. Основні положення, 

що виносяться на захист, і висновки дисертації належать автору.

Структура та об’єм лпсертації. Дисертаційна робота складається 

із вступу, чотирьох розділів, висновків, додатку та списку
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літератури. Налічує 149 сторінок, 33 рисунки, 7 таблиць.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ.

У вступі обгрунтовано актуальність проблеми, вказано мету, 

висвітлено наукову новизну і практичну цінність виконаної роботи. 

Представлено положення які виносяться на захист. Викладено ко­

роткий зміст дисертації по розділах.

Перший р о з д і л  має оглядовий характер. У ньому проведений 

аналіз еліпсометричних методик визначення оптичних параметрів 

тонкої поглинаючої плівки і сучасного стану теорії сліпсометрично- 

го експерименту. Особлива увага приділена методам розв’язку 

оберненої задачі еліпсометрії для одношарової моделі поверхні і ви­

бору оптимальних умов експерименту. Було зроблено детальний ог­

ляд останніх досягнень у визначенні точності і чутливості методу 

еліпсометрії. Показано, що на даний час проблема визначення оп­

тимальних умов і точності еліпсометричного експерименту розв’я­

зана лише для ряду конкретних матеріалів і окремих методик. Пи­

тання точності одночасного визначення групи параметрів системи 

поглинаюча плівка-прозора підкладка при розв’язку оберненої за­

дачі є актуальним для ряду конкретних матеріалів. Зовсім не- 

дослідженим є дане питання при проведенні вимірювань з суттєво 

неідеальним компенсатором.

Показано, що на даний час не існує надійних і достатньо 

універсальних методів розв’язку оберненої задачі для системи по­

глинаюча плівка-підкладка і не проведено грунтовного порівняння 

ефективності різних методик для дослідження таких систем.

Крім того, в даному розділі зроблений огляд існуючих на сьогодні 

математичних моделей процесу зчитування інформації з дискових 

оптичних носіїв, і їх застосувань. На даний час особливо актуальним 

єдослідження взаємодії сфокусованого лазерного випромінювання з 

амплітудно-фазовими мікроструктурами, якими в основному є за­

писувані оптичні носії інформації. Метою таких досліджень є оп-
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тимізація преформатованої структури носіїв для досягнення якнай­

кращих характеристик відтворюваних сигналів. В даному розділі 

представлений також широкий огляд матеріалів і фізичних прин­

ципів, використовуваних для оптичного запису, та дифрактомет- 

ричних методів вимірювання лінійних розмірів мікрооб’єктів.

Д р у г и й  оозліл присвячений вибору ефективної еліпсометричної 

методики і порівнянню точності різних методик для досліджуваних 

об’єктів. Значну увагу приділено аналізу умов експерименту при 

наявності суттєво неідеального компенсатора. Такі умови виника­

ють при вимірюваннях у широкому спектральному діапазоні з вико­

ристанням монохроматичного компенсатора. Були отримані спів­

відношення для частинних похідних:

8А_ 2sin(<3c)_______cW=__________1________

др cos2(A')+ sin(<5c)cos2(A ')’ дА [rj/^H/vtg2A]cos2A ; 

дЧ*_ tgAf g/r; sin2A'(sin2dc-l)-2§cas<3ccosA'1 
&  r?+ ?tg2A

де £ =  [cos2A' + sin2sin2A' ]1/2, tj=] +cos<5csinA', A '= —2P —л/2, а 

також для величин мінімальних похибок у визначенні кутових по­

ложень поляризатора і аналізатора:

1 /2
гр+ i~s 2грг5 + 4rprs jU

л і К
2R

де и =соєАсобА' + smAsinA'sin5c> к- 

для довільних значень кута фазової затримки компенсатора <5С. Це 

дало змогу визначити мінімальні зміни еліпсометричних характе­

ристик об’єкта, які можуть бути зареєстровані еліпсометром з 

неідеальним компенсатором для довільних умов експерименту:

аАф Р : о ч ^ а л ^ а Р ;

На основі даних співвідношень проведені розрахунки відношень

<5А= k
х т* k R  . — 1 /2  . 

' д р '

(r2 - r s2>in А' [ 1 -  2sin2(<5«/2) ]
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ТД= S A /aA , ТЧ/=  S'P/оЧ', (де БД ^Ч* -коефіцієнти чутливості 

еліпсометричних параметрів системи до наявності плівки на по­

верхні підкладки) для двох принципово відмінних моделей по­

верхні. Ці відношення пропорційні до точності визначення оптич­

них параметрів і товщини плівки. Показано, що область оптималь­

них (з точки зору точності) умов експерименту, організованого за 

багатокутовою методикою, при збільшенні неідеальності компенса­

тора зміщується з області головного кута падіння в область нормаль­

ного або ковзного падіння в залежності від моделі поверхні.

В цьому розділі запропонований також метод розрахунку сумар­

ної середньоквадратичної похибки (ССП) визначення трьох пара­

метрів поглинаючої плівки при розв’язку оберненої задачі для кла­

сичних еліпсометричних методик і для комплексної методики на ос­

нові еліпсометричних вимірювань і фотометрії пропускання при 

нормальному падінні. При цьому використаний той факт, що 

розв’язком оберненої трьохпараметричної задачі для певної експе­

риментальної ситуації є множина точок у просторі (n,k,d) шуканих 

параметрів, що лежать на певній просторовій кривій. Повним 

розв’язком задачі для певного набору умов експерименту буде точка 

перетину просторових кривих, кожна з яких відповідає створеній 

експериментальній ситуації. Величини похибок визначаються у та­

кому випадку двома параметрами: кутом перетину просторових 

кривих і їх зміщеннями у просторі (n,k,d), пов’язаними з не­

точністю визначення еліпсометричних кутів Д ,W. Запропонований 

метод дозволяє аналітично визначити дані параметри для довільних 

умов експерименту і довільної одношарової моделі поверхні. Це дає 

змогу оцінити середню величину зміщення точки перетину кривих, 

яка визначає величину ССП для шуканих параметрів плівки:

X s=(<5 п2+ д к2+ д d 2)l/2

Даний метод дозволяє також розділити похибки оптичних пара­
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метрів (д П2 +  д к2)1̂ 2 І ТОВЩИНИ ПЛІВКИ д d

За подібною схемою проведено також аналіз похибок комплекс­

ного методу еліпсометрія + фотометрія <рТ-метод) і здійснено 

порівняння даної методики з класичними еліпсометричнимн мето­

диками (багатокутовою і імерсійною) щодо точності отримуваних 

результатів у широкому діапазоні шуканих параметрів поглинаю­

чої плівки (n,k,d). Проведено порівняння всіх методик по ширині 

діапазону стабільності алгоритму розв’язку оберненої задачі для 

найбільш типових моделей поверхні досліджуваних об’єктів. Ре­

зультати розрахунків величини ССП в залежності від оптичних па­

раметрів плівки товщиною d= 100 нм показані на рисунку.

Залежність величини ССГ1 віл оптичних параметрів плівки. Товщина d-ІОО нм. 

а) Метод багатьох кутів падіння; б) рї-метод.

Показано, що точність багатокутової методики для систем типу 

поглинаюча плівка- прозора підкладка зменшується не лише при 

зменшенні товщини плівки але і при зростанні дійсної і уявної час­

тини її показника заломлення. Для широкого класу об’єктів комп­

лексний /эТ-метод не поступається перед найбільш точною 

імерсійною методикою ні по точності, ні по ширині діапазону 

стабільності. Точність багатокутової методики для дослідження та­

ких систем v більшості випадків с незадовільною. Це пояснюється
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високим ступенем взаємної кореляції шуканих параметрів.

Для розв’язку оберненої задачі еліпсометрії запропонована цільо­

ва функція наступного вигляду:

[ (^- 4 ? )2+(Af-A021+ 2п(Те—Тс)2
/—І

де верхні індекси "е,с" позначають експериментально поміряні і роз­

раховані для даної моделі величини кутів А,Ч*і коефіцієнта пропу­

скання Т; п- кількість незалежних вимірювальних ситуацій.

В третьому розділі представлені основні результати еліпсомет­

ричних вимірювань параметрів АШ дискових носіїв інформації. 

Значна увага приділена питанню вибору адекватної фізичної моделі 

поверхні для досліджуваних об’єктів. Детально описується проце­

дура підготовки еліпсометричного експерименту: визначення опти­

мальних умов, вибір нульового наближення і границь пошуку при 

розв’язку оберненої задачі, визначення похибок вимірювань.

З метою визначення реального стану поверхні підкладки прово­

дились попередні еліпсометричні вимірювання її оптичних пара­

метрів. При розрахунках використовувались дві моделі- модель чи­

стої поверхні і модель "еквівалентна плівка поверхневого поруше­

ного шару (ЕППІІІ)- підкладка". На основі порівняння з результа­

тами незалежних рефрактометричних вимірювань показана більша 

реалістичність другої моделі. Отримані результати дали змогу виз­

начити об’ємний вміст матеріалу підкладки в поверхневому шарі.

Проведені модельні розрахункові експерименти з використанням 

одношарової і двохшарової моделей поверхні дозволили зробити

висновок про те, що для товщин ЕППШ de~10A, які мають місце 

для підкладок досліджуваних об’єктів, похибки вамірювань, пов’я­

зані з наявністю цього шару, можуть бути враховані в межах одно­

шарової моделі.

В даному розділі представлені також результати вимірювань па­
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раметрів АШ носіїв інформації, виготовлених на основі поліметино- 

вого барвника в матриці нітроцелульози. Вимірювання проводились 

на довжинах хвиль He-Ne і напівпровідникового лазерів для різних 

концентрацій барвника. Отримані експериментальні підтверджен­

ня непридатності багатокутової методики для дослідження пара­

метрів даної системи. Всі вимірювання проводились за комплексною 

рТ-методикою. Отримані результати знаходяться в задовільному 

узгодженні з результатами незалежних інтерферометричних і фо­

тометричних вимірювань.

Аналогічні вимірювання проводились також з метою визначення 

параметрів аморфних плівок на основі напівпровідникових матері­

алів SbSeTe, а також плівок недоокислів заліза і нікелю.

Було підтверджено придатність комплексного методу для вимірю­

вання параметрів плівок широкого класу поглинаючих матеріалів.

У четвертому розлілі описана одномірна модель дифракції сФ о к у - 

сованого лазерного променя на рельсфонесучій поверхні оптичного 

диску. Модель дозволяє проводити швидку якісну і напівкількісну 

оцінку характеристик процесу зчитування і впливу параметрів оп­

тичного каналу, структури носія на рівень корисних сигналів. В ос­

нові моделі основне співвідношення скалярної теорії дифракції- 

формула Кірхгофа. Для випадку однорідного розподілу інтенсив­

ності у скануючому світловому зонді в рамках моделі для кутового 

розподілу дифрагованого випромінювання отримане співвідношен­

ня в аналітичному вигляді. Модель передбачає також можливість 

чисельного розв’язку задачі дифракції для випадку неоднорідного 

розподілу у с в іт л о в о м у  зонді. Наведені також результати розрахун­

кових експериментів, що підтверджують адекватність моделі.

Проведеноаналіз характеристик детектора слідкування за фоку­

сом на основі багатосегментних фотоприймачів з метою оптимізації 

конструкції. Величина Сигналу слідкування за фокусом пропорцій­

на різниці освітленостей сегментів приймача. На основі отримай, ч
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для освітленостей виразів були виведені співвідношення для диск­

римінаційних характеристик (ДХ). Проведене порівняння детек­

торів різних конструкцій за основним параметром - максимально 

можлива крутизна ДХ. Отримані співвідношення дають змогу про­

водити розрахунок детектора з довільними наперед заданими чут­

ливістю і діапазоном роботи.

На основі строгої скалярної теорії дифракції оптичних дискових 

систем проведене чисельне моделювання корисних сигналів і проце­

су зчитування оптичного диску для одноразового запису на основі 

органічних барвників. Основною особливістю такого носія інформа­

ції є змішана амплітудно-фазова мікроструктура, що обумовлена 

способом нанесення АШ і його оптичними параметрами. Метою мо­

делювання було вироблення рекомендацій щодо оптимізації пре­

форматованої структури таких носіїв, підвищеннт надійності про­

цесів пошуку, слідкування і відтворення інформації. Особлива увага 

приділена проблемі деградації сигналу слідкування за доріжкою.

При розрахунку коефіцієнта відбивання АШ носія використову­

вались параметри плівок, отримані на основі еліпсометричних вимі­

рювань. В результаті проведеного аналізу зроблений висновок про 

те, що для надійного слідкування коефіцієнт відбивання структури 

в області доріжки повинен бути вищим ніж між доріжками. При ви­

борі оптимальної структури інформаційної поверхні необхідно ви­

ходити з умов забезпечення максимальних рівнів сигналів слідку­

вання, інформаційного сигналу і мінімальної деградації сигналів 

слідкування внаслідок наявності пітів різних типів. Оптимізувались

наступні параметри: оптична глибина ведучої доріжки, глибина 
* ■. 

секторних міток і товщина АШ носія. Розрахунки проводились для

ширини доріжки W=550hm , відстані між доріжками ср1,6мкм, чис­

лової апертури об’єктива NA=0,5, довжини хвилі Я=0,8мкм, і для 

пітів круглої форми з діаметром 500нм. В результаті модельних екс­

периментів отримані набори оптимальних геометричних пара­
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метрів преформатованої структури носіїв з АШ на основі полімети- 

нового барвника. Ці параметри забезпечують високу надійність 

операцій пошуку, слідкування, зчитування інформації і мінімальну 

деградацію сигналів слідкування.

Описана конструкція пристрою для дослідження мікроструктури 

рельєфонесучої поверхні, що забезпечує можливість проведення 

дифрактометричних вимірювань лінійних розмірів рельєфних 

мікрооб’єктів. Розроблені основні принципи дифрактометричних 

вимірювань у сфокусованому світловому пучку.

Основні Результати та висновки.

1. В дисертаційній роботі отримані співвідношення для еліпсомет­

ричних інваріантів: частинних похідних дА/д Р, дФ/д А, дЧ*/д Р і 

мінімальних похибок визначення азимутальних положень поляри­

затора і аналізатора при погасанні (5/\min,<5Pmin для випадку вимірю­

вань із суттєво неідеальним компенсатором. Це дає можливість виз­

начити мінімальні зміни еліпсометричних параметрів oA,(fV, які 

можуть бути зареєстровані еліпсометром з неідеальним компенсто- 

ром, в довільних експериментальних умовах і для довільної моделі 

поверхні^

2. При вимірюваннях за багатокутовою методикою область опти­

мальних умов еліпсометричного експерименту, при яких забезпе­

чується максимальна точність вимірювання параметрів системи 

плівка - підкладка, із збільшенням неідеальності компенсатора 

((5с-*0,7і) змішується із області головного кута падіння (A=Jl/2) в 

область нормального або ковзного падіння променя в залежності від 

вихідної моделі поверхні.

3. Додаткова експериментальна інформація, отримувана на ос­

нові фотометричних вимірювань коефіцієнта пропускання системи 

"поглинаюча плівка-прозора підкладка", поряд з результатами 

еліпсометричних вимірювань за багатокутовою методикою, дає 

принципову можливість вийти на достовірний розв’язок обернен ї
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задачі втих випадках, коли чистоеліпсометричні вимірювання не­

придатні для даної моделі поверхні.

4. Діпазони стабільності алгоритму розв’язку оберненої задачі 

для комплексного /эТ-методу і класичного імерсійного еліпсомет­

ричного є переважно співмірними для моделей поглинаюча плівка- 

підкладка. Похибки обох методів є співмірними для товщин погли­

наючих плівок більших 50 нм.

5. Похибки визначення параметрів поглинаючої плівки по багато- 

кутовій еліпсометричній методиці зростають не лише при змен­

шенні товщини плівки, але і при зростанні обох складових комплек­

сного показника заломлення плівки.

6. Запропонований метод визначення ССП еліпсометричних ме­

тодик і/)Т-методу для довільних експериментальних умов і одноша­

рових моделей поверхні дас можливість порівнювати їх ефектив­

ність у широкому діапазоні шуканих параметрів плівки.

7. Напівкількісна одномірна модель дифракції сфокусованого 

світлового пучка на поверхні оптичного носія дає змогу якісно 

оцінити влив параметрів системи оптичний канал - диск на величи­

ни сигналів слідкування і інформаційних сигналів.

8. Співвідношення для розрахунку конструкції оптичного каналу 

системи слідкування за фокусом дають можливість конструювання 

детектора автофокуса з довільними наперед заданими характери­

стиками.

9. В результаті моделювання процесу зчитування на основі дво- 

мірної скалярної моделі дифракції Гопкінса отримані набори опти­

мальних геометричних параметрів мікроструктури оптичного носія

із змішаною амплітудно-фазовою модуляцією скануючого пучка. 

Дана геометрія забезпечує максимальну надійність процесів пошу­

ку, слідкування, зчитування інформаційних сигналів і мінімальну 

деградацію сигналів слідкування внаслідок наявності на ведучій 

доріжці пітіп різних типів.
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10. Пристрій для дослідження мікрострутури оптичного носія 

інформації забезпечує можливість фізичного моделювання процесу 

зчитування і дослідження впливу параметрів оптичного каналу на 

амплітуди корисних сигналів. Запропоновані принципи дифракцій­

них вимірювань у сфокусованому світловому пучку дають мож­

ливість використання даного пристрою для контролю лінійних 

розмірів рельєфних відбиваючих мікрооб’єктів.
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14 scientific papers containing the results of theoretical investigation 

of the ellipsometric experiment conditions and measurements of para­

meters of DRAW optical disk active layers are defended. Accuracy of the 

different ellipsometric techniques for the investigation of such systems 

are estimated. Analysis of the ellipsometric measurements with 

essentially imperfect compensator is carried out. Optimum geometric 

parameters of DRAW optical disk microstructure with the dye active 

layer have been obtained as a result of the read-out process simulation.
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Защищается 14 научных работ, содержащих результаты теорети­

ческих исследований условий эллипсометрического эксперимента и 

экспериментальных измерений параметров активных слоев диско­

вых носителей информации. Проведены оценка эффективности 

различных эллипсомстрических методик для исследования пара­

метров таких систем и анализ эллипсометрических измерений с ис­

пользованием существенно неидеального компенсатора. В резуль­

тате моделирования процеса считывания получены наборы опти­

мальных геометрических параметров преформатированной струк­

туры диска с активным слоем на основе полиметинового красителя.
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